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Abstract (en)
[origin: WO2020078593A1] The present invention relates to a panel (1) for glazing comprising a rigid support (2), substantially transparent to
radiation in the visible region and comprising at least one surface (3, 4) comprising a periphery (7), and one or more edges (8, 9, 10, 11), the panel
(1) comprising a metal fabric (5) stretched over the at least one surface (3, 4). The invention also relates to a glazing comprising such a panel (1), to
means for closing a heat treatment enclosure comprising such a glazing, to a heat treatment device using microwaves comprising such means, and
to methods for producing the panel (1), glazing, closing means and heat treatment device.

Abstract (fr)
La présente invention se rapporte à un panneau (1), pour vitrage comprenant un support (2) rigide, sensiblement transparent au rayonnement dans
le domaine du visible, et comprenant au moins une surface (3, 4), comprenant une périphérie (7), et un ou plusieurs bords (8), ladite au moins une
surface (3, 4) est recouverte d'un tissu métallique (5) dans un état « étiré », à un vitrage comprenant un tel panneau (1), sur des moyens d'obturation
d'une enceinte de traitement thermique comportant un tel vitrage, à un dispositif traitement thermique utilisant des micro-ondes comprenant de tels
moyens, ainsi qu'à des méthodes de réalisation du panneau (1), du vitrage, des moyens d'obturation et du dispositif de traitement thermique.
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